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1. 概要（Summary ） 
 フォトリソグラフィー技術を用いて，微小領域の表

面評価，特に摩擦特性を精密定量化可能なマイクロセ

ンサ，およびバイオ応用センシングデバイス，特に

DNA 分子分析用のマイクロ構造の開発を行った． 
 
2. 実験（Experimental） 
 摩擦計測用センサ構造作製では，SOI（Silicon On 
Insulator）基板を用い，表裏異なる構造の形成を試み

た．これにより，これまで加工精度と再現性向上の障

害となっていたプローブ部と電極部の手作業による

組み合わせ工程を不要にできる．この際のエッチング

マスクは，露光装置により露光・現像してパターニン

グしたフォトレジストとした．その後，加工精度と再

現性に優れる Deep－RIE（Reactive Ion Etching）装

置を用いて，基板に深堀りエッチングを施した． 
 また，DNA 分子分析用マイクロ構造作製には，エ

ッチングマスクとなる酸化膜を成膜したシリコン基

板を用いた．露光装置を用いて露光・現像し，フォト

レジスト膜をパターニングした． その後，フッ酸水

溶液に基板を浸漬し，フォトレジスト膜のパターンに

沿ってエッチングマスク膜をパターニングした．さら

に，KOH 水溶液を用いてシリコン基板をエッチング

し，マイクロ構造を形成した．  
利用装置：露光装置 
 
3. 結果と考察（Results and Discussion） 
 摩擦計測用マイクロセンサおよび DNA 分析用マイ

クロ構造の両者において所望の構造を作製すること

に成功した．具体的には以下の通りである． 
・摩擦計測用マイクロセンサ 
 静電アクチュエータを付与した二軸独立型摩擦力

顕微鏡用マイクロプローブについて，プローブ部と電

極部の一体的にかつ一括での作製に成功した．さらに動

作確認に成功した．Fig. 1 は作製したセンサの電子顕微

鏡写真である． 
・DNA 分析用マイクロ構造 
 試料導入過程での DNA 分子濃縮のためのナノステッ

プ構造付き分離構造の作製に成功した．さらに，DNA
分子を濃縮し，かつサイズごとに分離することが原理的

に有効であることを確認した． 
・今後の課題 
 摩擦計測用マイクロセンサおよび DNA 分析用構造と

もに性能向上が必要であり，今後，構造や作製法につい

て改良を進める． 
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Fig.1 Fabricated micro friction force sensor 


